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나노임프린트와 플라즈마 화학기상증착법을 이용한 패턴
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카본나노튜브의 성장방법은 많은 연구자들에 의하여 연구되어 왔으며 그중 화학기상증착

법 을 이용한 연구가 가장 활발히 연구되어 왔다 화학기상증(Chemical vapor deposition, CVD) .
착법을 이용한 방법은 니켈 철 등의 촉매 금속을 이용하는 것으로 단일벽 나노튜브에서 다중,
벽 나노튜브에 이르기 까지 다양하게 활용되어 왔다 이러한 카본나노튜브 합성의 방법으로.
성장의 방향성을 제어하면서 주로 다중벽 나노튜브를 합성하는 방법으로 플라즈마를 이용한

플라즈마 화학기상증착법 방법이 그 응용(Plasma enhanced chemical vapor deposition, PECVD)
성에 인하여 활용되기 시작했다.
본 연구에서는 플라즈마 화학학기상 증착법을 이용하여 개별 나노튜브가 표면에 대해 수직

성장한 패턴을 구현하였다 카본나노튜브의 패턴화는 촉매금속을 나노스케일의 점 으로. (dot)
패턴화를 함으로써 가능한데 이것은 기존에 전자빔패터닝 광학 리소그래피 탐침형주사현미, ,
경을 이용한 패터닝 등을 이용하여 시도된 바 있다 그러나 이러한 방법은 매우 적은 면적에.
패턴을 만들 수 있는 것으로 그 응용성에 있어서는 한계를 가지고 있다 본 연구에서 이용한.
방법은 이것을 극복하기 위하여 나노임프린트 패턴을 이용한 촉매금속의 방법을 도입lift-off
하였다.
나노임프린트로 스케일이 점 패턴을 가진 패턴을 실리콘 웨이퍼 위에 전사하고 패턴100nm

된 레진을 이용하여 드라이에칭을 수행하였다 여기에 전자빔 증착을 이용하여 철을. 20nm
증착하고 레진을 제거하여 점 패턴 어레이를 30mm × 면적에 생성하였다 이 기판을30mm .
이용하여 플라즈마 화학기상 증착법으로 아세톤과 아세틸렌 가스를 주입하여 개별적으로 수

직성장한 카본나노튜브 패턴 어레이를 생성하였다 이렇게 제작된 카본나노튜브 기판은 바이.
오 센서 나노전극 등에 활용될 수 있다, .




